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(g) Polarisationszustandserfassungssystem, Lichtquelle und Belichtungsgerat 



@ In einem Erfassungssystem zur Erfassung eines Polari- 
sationszustands eines Lichts oder einem Stokes-Messge- 
rat zur Erfassung von Stokes-Parametern kann der Polari- 
sationszustand mit einem kompakten Aufbau oder in ei- 
ner verkurzten Messzeit erfasst werden. Das Erfassungs- 
system verwendet eine erste Teilungseinrichtung zurTei- 
tung von einfallendem Licht in zwel Lichtstrahlen mit dam 
gleichen Polarisationszustand wie das etnfallende Licht 
eine Erfassungseinrichtung zur Erfassung eines der zwei 
Lichtstrahlen von der ersten Teilungseinrichtung uber 
eine Polarisationseinrichtung und eine Gewinnungsein- 
heit zur Gewinnung von Informationen beziiglich des Po- 
larisationszustands des einfallenden Lichts auf der 
Grundlage eines Ausgangssignals der Erfassungseinrich- 
tung. 
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_ . .. „ dergleichenverwendetwird,vorhanden.Diesbedeut6t,dass 
Beschreibung die Parameter des Lichtflusses, wenn derselbe tatsachlich 

tOOOl] DievorHegeodeErfindungbe.rimi.AUge™ rM^^Sist'i^SSrS^^^^^^^^^ 
einPolarisationszustandserfassungssystem, e:neLK^^^^ £uchSS S die Venvendung eines herkomnUi- 
undeinBelichtungsgeraLGenauergesagtistdieErfindung S gemessen wird, jede Messung 

Polarisationszustandseifassungssystemwirksam. lO Behchtungsgerates. 

Ke^^gS^i^gt^iStSSl^^^^ KURZZUSAMMENFASSmODEREKFINDUNG 

tung zur Erfassung von vier Stokes-Paramrtarn So, Si, S2 polt-lich ist eine Aufgabe der vorUegenden Erfin- 

und's3 eines Uchtflusses. urn ^ den M^^^ Tg ^ein tS^nTzus^^^^ ein Be- 

stand des Lichtflusses zu erfassen. Diese Stokes-Parameter ^"^ ■ lichtqueUe und ein Vorrichtungsher- 

So. S 1, S. und S3 sind Indizes, die eine Of-^^^'^:"^: J^s^rbe^ — ciurch die zumindeft eine 

:i;nS;"^™^^^^ roLhendbe.briebene„ScHwierigkeitenge.stwer- 

achse, eine 44.5<'-Iinear-Polarisationskon.poncnte bzw f;^""(,^^3B Ausgestaltung der vorliegenden Er- 

eine im Uhrzeigersinn zirkulare PolansaUonskomponente 20 [Om^ be- 

angeben. • u„„ sim pinp T icht- reiteesteUt mit: einer eisten TfeUungseinrichtung zur Teilung 

5103 ist eine Phasendififerenzplatte bezeichnet und mit Be- 25 f ™^ Teilungseinn\:htung uber eine 

zugs^ichen 5103 «f 5^°^— "^^^^^^^ pJa^storJ^chLg^u^^^^ eine Lwinnungsfinrichtung 

net. Mit Bezugszeichen 5105 1st Gewinnung von Informationen bezugUch des Polansati- 

nchtung bez^chnet und^^^^ ^is^dsdlseinMlendenLichtsaufderGrundiage eines 

is=SLS^LS^^^^ » fS^Si"elf=eTri^^^^^ der vorlie- 

Phasenplatte bei 5103 eingerichtet ist. zuruckaehbar ,n den [MIO] ^"f^^^^f/^^Shiunglgerat zur Belichtung 
Lichtweg des einfallenden Lichtflusses eingefuhrt zu wer- i-^-^^^^J^/l:;^ ^^^^^ 

f^] wenn die PolarisaUonseinrichtung gedreht wird, Stslont^rLirh^^^^^^ 

wahrend die Phasendifferenzplalte zuruckgezogen gehalten 35 ^^h™ Li^^^ der Liebt- 

wird, werden die Ausgangssignale der Photoerfassun^^^^^^^ S eiSS^"gSch"ng zur Erfassung eines der 

richtung, die PolansaUonseinnchtungsdrehwmkeln 0 90 ^^^^^^^^^^ ersten Teilungseintichtung uber 

t^it-'gS'n wirl wirend der P^l-Jtionsein/icb- -^J- ^^^^^'l^^^^^^ ^,,g.,i,,„g aer vorUe- 
tungswinkel bei 90» eingestellt 1st. eingcfthrt ist, nut U be- 45 [Mll« ^^^f^^^f ^^^^^^^^^ bereitge- 

[S)5T^ufderGn,ndlagedie.rPhotoerfassungse^^^^ ^ zt ''T^i^i^eS^^^^^^ 

;ungsausgangssigndekonnendieStokes-ParameterSo.S.^ H^^^i^JJ^'li^inp'arisations^ 

S, und S3 durch eine nachstehende Berechnung bestunmt ^ ]^^^%^^^^^,^ ersten Erfassungseinrich- 

"^^rdm. j^^g Erfassung eines der zwei Lichlstrahlen uber eine 

50 = Ii + 12 Polarisationseinrichtung und einer Gewinnungsemnchtung 

51 = i,'";2 ^ zur Gewinnung von Informationen bezagUch des Polansau- 

52 = 2 X I3 - ai + 12) onszustands des Lichts von der LichtqueUe auf der Grund- 
f^'' So'i^twSendieParameterzurUntersuchungdes 55 lage eines Ausgangssignals der ersten Erfassungseinnch- 
Polarisationszustandes eines Uchtflusses von einer Licht- tung, ^^^^ ^.^^^ ^^.^^^^ Ausgest^tung der vor- 

SY^H:™Stoke.Mes^^^^^^ 

Cdr^t2S^™=~ ^ 

dem anderen Licbtstrahi der 
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zwei Lichlstrahlen und Eniwickeln des belichtelen Sub- 
strais. 

[0013] Diese und wciterc Gegcnstandc, Merkmale und 
Voiteile der vorliegenden Erfindung sind unter Beriicksicb- 
tigung der nachstehenden Beschieibung der bevorzugten 5 
Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung in Vct- 
bindung mit der beigefiigten Zeichnung besscr ersichtlich. 



KURZBESCHREEBUNG DER ZEICHNUNG 
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[0014] Es zeigen: 

[0015] Fig. 1 eine schematische und diagrammartige Dar- 
stellung eines Polarisationszustandserfassungssystems ge- 
maB einem ersten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Er- 
findung, 15 
[0016] Fig. 2 eine schematische Darstellung zur Beschrei- 
bung von Details einer Lichtteilungseinrichtung gemaB dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, 
[0017] Fig. 3 eine schematische und diagrammartige Dar- 
stellung eines Systems mit einer Lichtquelleneinheit gemaB 20 
einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfin- 
dung, 

[0018] Fig. 4 eine schematische und diagrammartige Dar- 
stellung einer Lichtquelleneinheit gemaS einem vicrten 
Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, 25 
[0019] Fig. 5 eine schematische und diagranmiartige Dar- 
stellung eines Belichtungsgerats gemaB einem sechslen 
Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, 
[0020] Fig. 6 eine schematische Darstellung eines her- 
kommlichcn Stokcs-Messgerats, 30 
[0021] Fig. 7 eine schematische Darstellung zur Beschrei- 
bung von Details eines Belichtungsgerats gemaB dem sech- 
sten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, 
[0022] Fig. 8 eine schematische Darstellung eines Belich- 
tungsgerats gemaB einem achten Ausfuhrungsbeispiel der 35 
vorliegenden Erfindung, 

[0023] Fig. 9 ein Flussdiagramm von Vorrichtungsherstel- 

lungsprozessen und 

[0024] Fig. 10 ein Flussdiagramm zur Beschreibung von 
Details eines Waferprozesses, der in der Prozedur gemaB 40 
Fig. 9 beinhaltet ist. 



BESCHRETOUNG DER BEV0R2XrGTEN AUSFUH- 
RUNGSBEISPIELE 

[0025] Nachstehend sind bcvorzugtc Ausfuhrungsbei- 
spiele der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf 
die beigefugte Zeichnung beschrieben. 



45 



Ausfuhrungsbeispiel 1 



50 



[0026] Ein erstes Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung ist unter Bezugnahme auf Fig. 1 und 2 beschrie- 
ben. 

[0027] In Fig. 1 ist mit Bezugszeichen 101 ein einfallen- 55 
des Licht bezeichnet und mit Bezugszeichen 102 und 103 
sind Lichtstrahlteilungseinrichtungen (Teilungseinrichtung) 
jeweils zum Teilen des einfallenden Lichts in zwei Licht- 
sU"ahlen mit dem gleichen Polarisationszustand wie das ein- 
fallende Licht bezeichnet. Mit Bezugszeichen 104 ist ein 60 
Glan-Thompson-Polarisationsprisma eines DualsU^ltyps 
bezeichnet und mit Bezugszeichen 107 und 110 sind Glan- 
Thompson-Polarisationsprismen eines Einzelstrahltyps be- 
zeichnet. Mit Bezugszeichen 109 ist eine X/4-PhasendifTe- 
renzplatte bezeichnet und mit Bezugszehen 105, 106, 108 65 
und 111 sind Photoerfassungseinrichtungen (Photoerfas- 
sungscinrichlung) bezeichnet. Mit Bezugszeichen 112 ist 
eine Operationsschaltung (Gewinnungseinrichtung) be- 



zeichnet. 

[0028] Das einfallende Licht 101 geht in die Lichtstrahl- 
teilungscinrichtung 102, durch die es in einen ersten Licht- 
strahl, der mit dem gleichen Polarisadonszustand wie das 
einfallende Licht reflektiert wird, und einen zweiten Licht- 
strahl geteilt wird, der mit dem gleichen Polarisadonszu- 
stand wie das einfallende Licht ubertragen bzw. transmittiert 
wird. Der ersle Lichtstrahl geht in das Glan-Thompson- 
Prisma des Dualsu^ltyps 104, durch das er in zwei polari- 
sierte Lichter geteilt wird, die orthogonal zueinander sind. 
Diese Lichlstrahlen fallen bei den Photoerfassungseinrich- 
mngen 105 bzw. 106 ein. 

[0029] Der durch die Lichtteilungseinrichtung 102 hin- 
durchgegangene zweite Lichtstrahl geht weiter in die Licht- 
strahlteilungseinrichtung 103, durch die er in einen dritten 
Lichtstrahl, der mit dem gleichen Polarisationszustand wie 
das einfallende Licht reflektiert wird, und einen viert^ 
Lichtstrahl geteilt wird, der mit dem gleichen Polarisadons- 
zustand wie das einfallende Licht ubertragen wird. 
[0030] Der dritte Lichtstrahl geht in das Glan-Thompson- 
Prisma des Einzelstrahltyps 107, das eine zugehorige, um 
-45° gedrehte und dort fixierte Ubertragungsachse bzw. 
Transmissionsachse aufweist, so dass eine 445°-linear-pola- 
risicrte Lichtkomponcntc bei der Photoerfassungseinrich- 
tung 108 empfangcn wird. Der viertc Lichtstrahl trifft auf 
die X/4-PhasendifferenzpIatte auf, die eine zugehorige Pha- 
senvoreilungsachse aufweist, die um +45° gedreht ist und 
dort fixiert ist, wobei er nachfolgend in das Glan-Thomp- 
son-Prisma des Einzelstrahltyps 110 geht, das eine zugeho- 
rige tibcrtragungsachse bzw. Transmissionsachse aufweist, 
die bei 0° fixiert ist, so dass lediglich eine polarisierte Licht- 
komponente, die ubertragen wird, durch die Photoerfas- 
sungseinrichtung 111 empfangen wird. 
[0031] Auf der Grundlage der durch die Photoerfassungs- 
einrichtungen 105, 106, 108 und 111 erfassten Lichtmengen 
berechnet und erfasst die Operationsschaltung 112 die Sto- 
kes-Parameter. 

[0032] Nachstehend sind unter Bezugnahme auf Fig. 2 
Details der Lichtsu*ahlteilungseinrichtung zur Konservie- 
rung des Polarisationszustands beschrieben. 
[0033] In Fig. 2 ist eine Lichtstrahlteilungseinrichtung zur 
Teilung eines einfallenden Lichts in zwei Lichlstrahlen mit 
dem gleichen Polarisationszustand wie der des einfallenden 
Lichts veranschau licht. Mit Bezugszeichen 201 ist ein ein- 
fallendes Licht bezeichnet und mit Bezugszeichen 204, 205 
und 206 sind ebene Parallelplatten bezeichnet, die jeweils- so 
angeordnet sind, dass ein Licht darauf mit einem Einfallwin- 
kel von 45° einfallt. Mit Bezugszeichen 202 ist ein erster 
Lichtstrahl bezeichnet, der zweimal durch zwei ebene Paral- 
lelplatten reflektiert wird, und mit Bezugszeichen 203 ist ein 
Lichtstrdhl bezeichnet, der durch beide der zwei ebenen Par- 
allelplatten hindurch geht. Mit Bezugszeichen 207 und 208 
sind ungewollte Lichter bezeichnet, die gemafi diesem Aus- 
fuhrungsbeispiel nicht verwendet werden. 
[0034] Die erste ebene Parallelplatte 204 und die zweite 
ebene Parallelplatte 205 sind so angeordnet, dass eine p-po- 
larisierte Lichtkomponente, die durch die erste ebene Paral- 
lelplatte 204 reflektiert wird, durch die zweite ebene Paral- 
lelplatte 205 als eine s-polarisierte Lichtkomponente reflek- 
tiert wird. Mit diesem Aufbau wird die polarisierte Licht- 
komponente, die durch die erste ebene Parallelplatte 204 als 
s-polarisiertes Licht rcflekuert wird, durch die zweite ebene 
Parallelplatte 205 als eine p-polarisierte Lichtkomponente 
reflektiert. 

[0035] Demgegeniiber ist die dritte ebene Parallelplatte 
206 so bereitgestellt, dass eine durch die erste ebene Paral- 
lelplatte 204 hindurchgcgangcne, p-polarisicrtc Lichtkom- 
ponente durch die driue ebene Parallelplatte 206 als s-pola- 
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risierte Lichtkomponente iibertragen wird. Mit diesem Auf- 
bau wird die polarisierte Lichtkomponente, die durch die er- 
ste ebene Parallelplatte 204 als s-polarisierles Lichl hin- 
durch geht, durch die diitte ebene Parallelplatte 206 als p- 
polarisierte Lichtkomponente reflektiert. 
[0036] Nachstehend ist das Prinzip, dass ein einfallendes 
Licht in zwei Lichtslrahlen des gleichen Polarisationszu- 
stands wie das einfallende Licht geteilt wird, beschrieben. 
Hierbei wird zur Vereinfachung eine Reflexion bei der Bo- 
denseite der ebenen Parallelplatte nicht beachtet. 
[0037] Wenn das einfallende Licht ein perfekt polarisier- 
tes Licht ist, kann der zugehorige elektrische Feldvektor be- 
rechnet werden als: 

E = Ep + Es, 

das heifit durch Auflosen desselben in eine linear-polari- 
sierte Komponente EP, die zu einer p-polarisierten Kompo- 
nente wird, wenn sie durch die erste ebene Parallelplatte re- 
flektiert wird, und eine linear-polarisierte Lichtkomponente 
Es, die zu einer s-polarisierten Lichtkomponente wird, 
Wenn das einfallende Licht teilweise polarisiertes Licht 
Oder nicht-polarisiertes Licht ist, ware es, da sie als eine Ver- 
einigung einer Vielzahl von perfekt polarisierten Lichtkom- 
ponenten betrachtet werden konnen, ausreichend, den per- 
fekten Polarisationszustand von jedem hiervon zu konser- 
vieren. 

[0038] Wenn drei ebene Parallelplatten, die aus dem glei- 
chen Material hergestellt sind, verwendet werden, wird, da 
die drei ebenen Parallelplatten alle die gleichen Komplexe- 
Amplitude-Reflexionskoeffizienten rp und in Bezug auf 
die p-Polarisation und die s-Polarisation aufweisen, wenn 
die komplexe Amplitude der linear-polarisierten Lichtkom- 
ponente (p-polarisierte Lichtkomponente, wenn es durch die 
erste ebene Parallelplatte reflektiert wird) des einfallenden 
Lichts Ep ist, wahrend die komplexe Amplitude der s-polari- 
sierten Lichtkomponente Es ist, die komplexe Amplitude 
En der ersten polarisierten Lichtkomponente des ersten 
LichtsUrahls 202, der durch zweimaHge Reflexionen erhalten 
werden kann, ausgedriickt durch: 



En = rsrpEp, 

[0039] Demgegeniiber ist die komplexe Amplitude der 
zweiten Polarisationskomponente E12: 

E12 = TprsEs- 

[0040] FolgUch ist die komplexe AmpUtude Ei des Refel- 
xionslichts, das der zugehorigen Summe entspricht: 

Ei = rsrp(Ep+E5). 

[0041] Da dies ein dem einfaUenden Licht entsprechender 
Lichtstrahl ist, wenn dieser lediglich mit einer Konstanten 
r^Tp multipliziert wird, istes ersichtlich, dass der erste Licht- 
strahl 202 gerade ein Lichtstrahl mit dem gleichen Polarisa- 
tionszustand wie das einfallende Ucht ist. 
[0042] Demgegeniiber ist die komplexe Amplitude E21 
der ersten polarisierten Lichtkomponente des zweiten Licht- 
strahls 203, der durch zweimaliges Ubertragen erhalten wer- 
den kann: 

E2i-t,tpEp. 

[0043] Demgegeniiber ist die komplexe AmpUtude E22 
der zweiten polarisierten lichtkomponente: 



E22 - tptgEg. 

[0044] Die komplexe Amplitude E^ der Reflexionslichts, 
das der zugehorigen Summe entspricht, ist: 

5 

E2 = t,tp(E,+ Ep). 

[0045] Da dies ein Lichtstrahl ist, der gerade dem einfal- 
lenden Licht entspricht, wenn es lediglich mit einer Kon- 

10 stanten t^tp multipliziert wird, ist es ersichtlich, dass der 
zweite Lichtstrahl 203 gerade ein Lichtstrahl mit dem glei- 
chen Polarisationszustand wie das einfallende Licht ist. 
[0046] Es sollte hier angemerkt werden, dass obwohl in 
diesem Beispiel das Licht auf eine ebene Parallelplatte mit 

15 einem Einfallwinkel von 45° einfallt, es nicht erforderlich 
ist, den Winkel 45** zu verwenden, wenn die drei Flatten den 
gleichen Einfallwinkel aufweisen. Femer konnen drei opti- 
sche Elemente, wie beispielsweise Gitter oder Strahlteiler; 
mit der gleichen Lichtteilungseigenschaft, wie beispiels- 

20 weise einer Reflexionscharakteristik oder einer Ubertra- 
gungscharakteristik, in Bezug auf die Polarisation mit im 
Wesentlichen den gleichen vorteilhaften Wirkungen ver- 
wendet werden. Ebenso konnen rp, rg, tp und t^ keine Reelle- 
Zahl-Konstanten sein. Sie konnen Komplexe-Zahl-Kon- 

25 stanten sein, wenn beispielsweise ein Teller bzw. Sphtter mit 
einem Film bzw. einer Schicht verwendet wird. 
[0047] Obwohl in Fig. 1 ungewoUtes Licht nicht veran- 
schaulicht ist, kann, da die ungewoUten Lichter 207 und 208 
in Fig. 2 Streulichter sind, ein Strahldampfer verwendet 

30 werden, um sie zu absorbieren. 

[0048] In Fig. 1 berechnet die Operationsschaltung (Ge- 
winnungseinrichtung) 112 die Lichtmengen von den vier 
Photoerfassungseinrichtungen in einer nachstehend be- 
schriebenen Weise, wobei sie die Stokes-Parameter afasst 

35 Hierbei weisen die zwei Lichtstrahlteilungseinrichtungen 
102 und 103 die gleiche Eigenschaft auf, wobei es ebenso 
angenonunen sei, dass das einfallende Licht und ein emit- 
liertes Licht eine wie vorstehend beschriebene Beziehung 
aufweisen. Femer sei die Durchlassigkeit des Glan-Thomp- 

40 son-Prismas und der Wellenplatte als 100% angenommen. 
Dann sind die komplexen Amplituden Ea, Eb, Ec und Ed 
von elektrischen Feldem der Lichtstrahlen, die bei den Pho- 
toerfassungseinrichtungen 105, 106, 108 und 111 jeweils er- 
halten werden konnen: 

45 EA = rprsEs 
Eb = Ts^pEp 

Ec=(lV2)rsrptstp(Ep + Es) 

[0049] Somit sind die durch die Photoerfassungseinrich- 
50 tung 105, 106, 108 und 111 erfassten Lichtmengen Ii, I2, 13 

und I4: 

11 = Irpr/lEsP 

12 = r,rpFlEpP 

13 = (l/2)lrsrpt,tpPlEs + EpP 



55 l4=(l/2)tstpl^le-("'^)^Es + ef'^^%P 

[0050] Die Konstanten rp, r^, tp und t^ konnen im Vorfeld 
durch eine Berechnung oder Messung bestimmt werden, 
wobei eine Korrekturoperation in Bezug auf diese Konstan- 
ten ausgefuhrt werden kann. Indem dies ausgefuhrt wird, 
60 konnen die Stokes-Parameter Sq, Si, S2 und S3 bestimmt 
werden. 

So=ai+i2)V/ 

51 = ai-l2)lrprsl2 

52 = 2xl3/lrprst,t/-So 
65 S3 = 2xl4/ltptsr-So 

[0051] Wenn die Stoke-Parameter auf die vorstehend be- 
schriebene Weise bestimmt sind, konnen alle Informationen 
uber den Polarisationszustand einschlieBlich der Licht- 
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menge erhalten werden. Wenn es gewunscht ist, konnen je- 
doch lediglich erforderliche Daten gemessen und berechnet 
wcrdcn. 

[0052] Obwohl in diesem Beispiel ein Glan-Thompson- 
Prisma als das Prisma 104 venvendet wird, kann ein Ro- S 
chon-Prisma, ein Senannont-Prisma, ein WoUaston-Prisma 
Oder ein Polarisationsstrahlteiler bzw. -splitter, der aus ei- 
nem dielektiischen mehrfachbeschichtelen Film oder dcr- 
gleichen hcrgestellt ist, venvendet werden. Zusanmienfas- 
send kann ein optisches Element, das wirksam ist, orthogo- lO 
nale Polarisationskomponenlen zu erzeugen, verwendet 
werden. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die 
Operationsgleichungen, die vorslehend beschrieben sind, in 
Abhangigkeit davon abweichen konnen, welche Polarisati- 
onskomponente durch eine jeweilige Erfassungseinrichtung 15 
erfasst wird. 

[0053] Femer kann, obwohl die Prismen 107 und 110 als 
Glan-Thompson-Prismen beschrieben worden sind, ein be* 
liebigcs oplischcs Element anstelle hicrvon verwendet wer- 
den, wenn hierdurch eine Hnear-polarisierte Lichtkompo- 20 
nente extrahiert werden kann. Ein preiswertes Gerat kann 
aufgebaut werden, wenn ein Brewster-Fenster als eine Pola- 
risalionseinrichtung verwendet wird, 
[0054] Femer konnen anstelle ciner Teilung dcs Lichts in 
zwei Lichtstrahlen bei 104 eine Polarisationseinrichtung 25 
und eine Erfassungseinrichtung so angeordnet sein, dass: 
eine Polarisationseinrichtung, die wirksam ist, linear-polari- 
siertes Licht zu extrahieren, verwendet wird und vor der 
Lichtteilungseinrichtung 102 eine andere Lichtteilungsein- 
richtung des gleichen TVps bcreitgestcUt ist, um eincn andc- 30 
ren Lichtstrahl zu trennen, so dass eine linear-polarisierte 
Lichtkomponente, die orthogonal zu dem Lichtstrahl ist, der 
durch die Teilungseinrichtung 102 extrahiert ist, extrahiert 
wird. Diese Anordnung ist insbesondere eflfektiv, wenn zwei 
PVazisionsprismen verwendet werden, um linear-polarisierte 35 
Komponenten genau zu erhalten 

Ausfuhrungsbeispiel 2 

[0055] Ein zweites Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden 40 
Eriindung betriffl ein Gerat mit einer Lichtquelle, wobei der 
Polarisalionszustand von Licht in Echtzeit unter Verwen- 
dung eines Polarisationszustandserfassungssystems gemes- 
sen wird. Dieses Ausfuhrungsbeispiel ist unter Bezugnahme 
auf Fig. 3 beschrieben. Mit Bezugszeichen 301 ist eine 45 
Lichtquelle bezeichnct und mit Bezugszeichen 302 ist eine 
Lichtteilungseinrichtung zur Teilung von Licht von der 
Lichtquelle in zwei Lichtstrahlen bezeichnet, wahrend der 
Polarisationszustand konserviert wird. Mit Bezugszeichen 
303 ist ein Gerat bezeichnet, in dem das Licht von der Licht- 50 
quelle zu verwenden ist. Mit Bezugszeichen 304 ist ein Po- 
larisationszustandserfassungssystem wie das bezeichnet, 
das unter Bezugnahme auf das erste Ausfuhrungsbeispiel 
beschrieben ist. Mit Bezugszeichen 305 und 306 sind zwei 
LichtsU-ahlen bezeichnet, die den gleichen Polarisationszu- 55 
stand wie der des Lichts von der Lichtquelle aufweisen. 
[0056] Das Licht von der Lichtquelle 301 geht in die 
LichtsU^lteilungseinrichtung 302, wie es in Fig. 2 gemaB 
dem ersten Ausfuhrungsbeispiel gezeigt ist, zur Aufteilung 
des Lichts in zwei Lichtstrahlen, wahrend der zugehorige 60 
Polarisalionszustand konserviert wird, so dass LichtsU-ahlen 
305 und 306 mil dem gleichen Polarisalionszustand crzcugt 
werden. Einer (305) der Lichtstrahlen wird fur eine Mes- 
sung des Polarisationszustands mit dem Polarisationszu- 
standserfassungssystem 304 verwendet. Der anderc Licht- 65 
strahi 306 wird direkt in das Gerat hineingefuhrt. 
[0057] Gcmafi diesem Ausfuhrungsbeispiel wird der Pola- 
risationszustand des Lichts in Echtzeit gemessen. Das Gerat 



658 Al 

8 

gemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel kann ein beliebiges Ge- 
rat sein, wie beispielsweise ein Beleuchtungssystem ver- 
schiedener Typcn, ein Belichtungsgeral, ein optisches Mess- 
system, ein optisches Beobachtungssystem, ein Interfero- 
metersysbem usw., bei dem eine Anderung in dem Polarisa- 
tionszustand Einfluss auf die Leistung nimmt. 

Ausfuhrungsbeispiel 3 

[0058] Ein drittes Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung betrifift ein Gerat, das ahnlich zu dem zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel ist, wobei die Informationen bezuglich 
des Polarisationszustands, die iiber das Polarisationszu- 
standserfassungssystem erhalten werden, zu dem Gerat 
uberU^gen werden, um dadurch das Gerat auf der Grundlage 
dieser Informationen zu steuem. 

[0059] Was das Geratsteuerungsvofahren betrifft, kann 
ein Verfahren vorliegen, bei dem das Gerat gestoppt wird, 
wenn ein gewiinschter Polarisationszustand nicht bereitge- 
stellt ist, oder es kann ein Verfahren vorliegen, bei dem ein 
beliebiges optisches System des Gerats so eingesteUt wird, 
dass der Polarisationszustand des dem Gerat zugefuhrten 
Lichts in einen Polarisationszustand umgewandelt wird, der 
fiir die Verwcndung in dem Gerat am Besicn geeignet ist. 
Alternativ hierzu kann das Messergebnis des Gerats entspre- 
chend dem erfassten Polarisationszustand korrigiert werden. 

Ausfuhrungsbeispiel 4 

[0060] Ein viertes Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung beUifft eine Lichiquelleneinheit, bei der der Pola- 
risationszustand des Lichts in Echtzeit unter Verwendung ei- 
nes Polarisationszustandserfassungssystems gemessen wird 
und eine Regelung auf dieser Grundlage ausgefuhrt wird. 
Dieses Ausfuhrungsbeispiel ist unter Bezugnahme auf Fig, 
4 beschrieben. Mit Bezugszeichen 401 ist eine Lichtquelle 
bezeichnet und mit Bezugszeichen 402 ist eine Lichtstrahl- 
teilungseinrichtung zur Teilung des Lichts von der Licht- 
quelle in zwei Lichtstrahlen bezeichnet, wahrend der Polari- 
sationszustand konserviert wird. Mit Bezugszeichen 404 ist 
ein Polarisationszustandscrfassungssystem wie das bezeich- 
net, das unter Bezugnahme auf das erste Ausfuhrungsbei- 
spiel beschrieben ist. Mit Bezugszeichen 405 und 406 sind 
zwei Lichtstrahlen bezeichnet, die den gleichen Polarisati- 
onszustand wie der des Lichts von der Lichtquelle aufwei- 
sen. Mit Bezugszeichen 407 ist cine Lichtquellenstcuerein- 
richtung bezeichnet. 

[0061] Das Licht von der Lichtquelle 401 geht in die 
Lichtteilungseinrichtung 402 zur Teilung des Lichts in zwei 
Lichtstrahlen, wahrend der zugehorige Polarisationszustand 
konserviert wird, so dass zwei Lichtstrahlen 405 und 406 
mit dem gleichen Polarisationszustand erzeugt werden. Ei- 
ner (405) der LichtsUrahlen wird fiir eine Messung des Pola- 
risationszustands des Lichts von der Lichtquelle durch das 
Polarisationszustandserfassungssystem 404 verwendet. 
[0062] GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel wird der Pola- 
risationszustand des Lichts von der Lichtquelle in Echtzeit 
gemessen. Die Informationen bezuglich des Polarisations- 
zustands werden zu der Lichtquellensteuereinrichtung 407 
iiberlragen, wobei sie zu der Lichtquelle zuriickgefuhrt wer- 
den, so dass ein Lichtemissionsparametcr der Lichtquelle 
Oder ein (nicht gezeigtcs) Polarisalionszustandsteuerele- 
ment, das in der Lichtquelle beinhaltei ist, gesteuert wird, 
um den Polarisationszustand konslant zu halten. Alternativ 
hierzu kann die Sieuerung in einigen Fallen nicht nur ausge- 
fuhrt werden, um einen konstanten Polarisationszustand 
aufrccht zu erhalten, sondcm auch, um cine gcwiinschte An- 
derung hierin zu veranlassen. 
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Ausfiihrungsbeispiel 5 



[0063] Ein funftes Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung betrifft eine Lichtquelleneinheit, in der die licht- 
quelle des vierten Ausfiihrungsbeispiels eine Impulslicht- 5 
quelle umfasst. Der verbleibende Teil dieses Ausfiihrungs- 
beispiels weist im Wesentlichen den gleichen Aufbau auf. 
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[0064] Ein sechstes Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung betrifft ein Belichtungsgerat mit einer Licht- 
quelle, wobei der Polarisationszustand eines Lichts in Echt- 
zeit unter Verwendung eines Polarisationszustandserfas- 
sungssystems gemessen wird. Dieses Ausfiihrungsbeispiel 15 
ist unter Bezugnahme auf Fig. 5 beschrieben, wobei mil Be- 
zugszeichen 501 eine Lichtquelle bezeichnet ist und mit Be- 
zugszeichen 502 eine Lichtstrahlteilungseinrichtung zur 
Teilung des Lichts von der Lichtquelle in zwei Lichtstrahlen 
bezeichnet ist, wahrend der Polarisationszustand desselben 20 
konserviert wird. Mit Bezugszeichen 503 ist ein Belich- 
tungsgerat bezeichnet, in dem ein Licht von der Lichtquelle 
zu verwenden ist, und mit Bezugszeichen 504 ist ein Polari- 
sationszustandserfassungssystem wie das bezeichnet, das 
unter Bezugnahme auf das erste Ausfuhrungsbeispiel be- 25 
schrieben ist. Mit Bezugszeichen 505 und 506 sind zwei 
Lichtstrahlen bezeichnet, die den gleichen Polarisationszu- 
stand wie der des Lichts von der LichtqueUe aufweisen. 
[0065] Das Licht von der Lichtquelle 501 geht in die 
Lichtstrahlteilungseinrichtung 502, wie es in Fig. 2 gemaB 30 
dem ersten Ausfiihrungsbeispiel gezeigt ist, zum Teilen des 
Lichts in zwei Lichtstrahlen, wahrend der zugehorige Pola- 
risationszustand konserviert wird, so dass Lichtstrahlen 505 
und 506 mit dem gleichen Polarisationszustand erzeugt wer- 
den, Einer (505) der Lichtstrahlen wird fiir eine Messung 35 
des Polarisationszustands mit dem Polarisationszustandser- 
fassungssystem 504 verwendet, Der andere Lichtstrahl 506 
wird du^kt in das BeUchtungsgerat hineingefiihrt. 
[0066] In Fig. 7 ist ein allgemeiner Aufbau des Belich- 
tungsgerats des Ausfiihrungsbeispiel gemaB Fig. 5 gezeigt 40 
Dieses Belichtungsgerat ist so eingerichtet, dass ein Muster 
einer Schablone (bzw. Retikel oder MeBmarke) oder Maske 
771 (als ein Original) durch eine Belichtung auf eine nach- 
stehend als Wafer bezeichnete Scheibe 772 (als ein Substrat) 
ubertragen wird, wobei es beispielsweise fiir eine Herstel- 45 
lung von Vorrichtungen, wie beispielsweise Halbleitervor- 
richtungen (JC oder LSI), Bildaufnahmevorrichtungen 
(CCD) Oder Magnetkopfen, geeignet ist. 
[0067] In Fig. 7 ist mit Bezugszeichen 506 ein Licht von 
der Lichtteilungseinrichtung bezeichnet. Hierbei ist das 50 
Licht 506 durch ein optisches Beleuchtungssystem 710 ge- 
formt, wobei es dann ein Muster der Schablone 771 be- 
surahlt. Mit Bezugszeichen 777 ist eine Polarisationssteuer- 
einrichtung mit beispielsweise einer Polarisationseinrich- 
tung bezeichnet. Sie ist bei einer Position angeordnet, die im 55 
Wesentlichen optisch konjugiert mit einer PupiUe eines op- 
tischen Projektionssystems 720 ist. Die Polarisationssteuer- 
einrichtung 777 dient zur Steuerung des Polarisationszu- 
stands in einem vorbestimmien Bereich einer effektiven 
Lichtquelle, die bei der PupiUe des optischen Projektionssy- 60 
stems gebildet ist. Durch Steuem des Polarisationszustands 
der effektiven Lichtquelle durch die Verwendung dieser Po- 
larisationssteuereinrichtung ist eine Belichtung eines ge- 
naueren und feineren Musters moglich. 

[0068] Die Schablone 771 wird durch ein Schablonenge- 65 
steU 740 gehalten, das in einer SchablonenabtasUichtung 
endang einer X-Y-Ebene in Fig. 7 bewegbar ist. Mit Be- 
zugszeichen 720 ist ein optisches Projektionssystem niit ei- 



nem vorbestimmten Verkleinerungs-VergoBerungs-Verhalt- 
nis bezeichnet. Das Muster der Schablone 771, das durch 
das oplische Beleuchtungssystem 710 beleuchtet wird, wird 
auf den Wafer 772 durch das optische Projektionssystem 
720 projiziert, wodurch der Wafer 772 mit diesem Muster 
belichtet wird. Der Wafer 772 ist mit einem Photolackmate- 
rial bzw. Resistmaterial (lichtempfindlichen Material) be- 
deckt worden, so dass dort ein latentes Bild durch die Be- 
lichtung gebildet wird. Der Wafer 772 ist auf einem Wafer- 
geriist 750 durch ein Waferspannfutter 773 angebracht. 
[0069] Das Wafergeriist 750 ist eingerichtet, den Wafer 
772 darauf entlang der Geriistebene (X-Achsen und Y-Ach- 
sen-Richtungen), nach oben und nach unten (X-Achsenrich- 
tung) und auch in Schwenk- und Drehrichtungen um diese 
Achsen zu bewegen und eine Positionierungssteuerung des 
Wafers auszufuhren. Durch die Positionierungssteuerung 
des Wafergeriists 750 in der Z-Achenrichtung kann der 
Brennpunkt des opdschen Projektionssystems 720 in Bezug 
auf den Wafer 772 eingestellt werden. 
[0070] In Bezug auf die Bewegungs- und Positionierungs- 
steuerung des Schablonengerusts 740 und des Wafergeriists 
750 wird die Position und Hohe jedes Geriists gemessen, iii- 
dem (nicht gezeigte) Sensoren verwendet werden, wobei die 
so erhaltenen Positionsinformationen zur Ausfiihrung der- 
selben verwendet werden. 

[0071] Die Informationen beziiglich des Polarisationszu- 
stands, die durch das Polarisationszustandserfassungssy- 
stem 504 erhalten werden, werden zu dem Belichtungsgerat 
ubertragen, wie es durch einen Pfeil 507 angezeigt ist. Auf 
der Grundlage der Polarisationszustandsinformationen fuhrt 
die Steuereinrichtung 730 des Belichtungsgerats 503 eine 
Steuerung der Polarisationssteuereinrichtung 777 oder eine 
Steuerung des Wafergeriists oder Schablonengerusts aus. 
Der Grund hierfiir ist beispielsweise, dass der Verlust an 
Lichtinenge durch die Polarisationssteuereinrichtung mit 
dem Polarisationszustand difFeriert, wobei sie ausgefiihrt 
wird, um die Belichttingsmenge bei einem gewunschten 
Wert einzustellen. 

[0072] Obwohl gemaB Fig. 5 die Lichtteilungseinrichtung 
und das Polarisationszustandserfassungssystem auBcrhalb 
des Belichtungsgerats angeordnet sind, konnen sie physika- 
lisch in dem Behchtungsgerat aufgenommen sein. 
[0073] Genauer gesagt kann die Lichtteilungseinrichtung 
in einem Abschnitt des Lichtweges des optischen Beleuch- 
tungssystems 710 angeordnet sein, um einen Anteil des Be- 
lichtungslichtes zu extrahieren, wahrend das exUrahierte Be- 
lichtungslicht durch das Polarisationszustandserfassungssy- 
stem gemessen werden kann. Ebenso kann das Polarisati- 
onszustandserfassungssystem Stokes-Parameter, die unter 
Bezugnahme auf das erste Ausfiihrungsbeispiel beschrieben 
sind, erfassen. Altemativ hierzu kann, wenn es ausreichend 
ist, Informationen iiber lediglich ein p-polarisiertes Licht 
(oder ein s-polarisiertes Licht) und eine Gesamtiichtmenge 
zu erhalten, ein Aufbau mit einer Polarisationseinrichtung 
104, Photoerfassungseinrichtungen 105 und 106 und einer 
Operationseinheit 112 gemaB Fig. 1 als Bestandteile ver- 
wendet werden. 



Ausfiihrungsbeispiel 7 

[0074] Ein siebtes Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung betrifft ein Belichtungsgerat, das ahnlich zu dem 
sechsten Ausfuhrungsbeispiel ist, wobei eine Lichtquelle 
auf der Grundlage des Polarisationszustands gesteuert wird, 
der unter Verwendung eines Polarisationszustandserfas- 
sungssystems gemessen wird, so dass die Lichtquelle ein 
Licht in einem Polarisationszustand emittiert, der fiir die Be- 
lichtung geeignet ist. Die Steuerung der Lichtquelle wird in 
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Reaktion auf ein Signal ausgefuhrt, das durch eine Steuer- 
einrichtung 730 innerfaalb des Belichtungsgerats eizeugt 
wird. 

Ausfuhningsbeispiel 8 S 

[0075] Ein achtes Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung bctrifftein Belichtungsgerat mit einer Lichlquelle 
und einem optischen Beleuchtungssystem, wobei durch ein 
Beleuchtungssystem erzeugles Beleuchtungslicht durch lO 
Lichtstrahlteilungseinrichtungen wie die, die in Fig. 2 ge- 
maB dem ersten Ausfuhrungsbeispiel gezeigt sind, geteilt 
wird, ohne den Polarisationszustand zu verandem, und wo- 
bei einer der Lichtstrahlen fur eine Messung des Polarisaii- 
onszustands durch das Polarisationszustandserfassungssy- IS 
stem verwendet wird, wie es unter Bezugnahme auf das er- 
ste Ausfuhrungsbeispiel beschrieben worden ist Dieses 
Ausfuhrungsbeispiel ist unter Bezugnahme auf Fig. 8 be- 
schrieben. In Fig. 8 sind ahnliche Komponenten wie die des . 
Belichtungsgerats gemaB Fig. -7 durch ehtsprechende Be- 20 
zugszeichen bezeichnet. Das, was sich von dem Belich- 
tungsgerat gemafi Fig. 7 unterscheidet, befindet sich in dem 
Punkt einer Lichtquelle 801, einer Lichtteilungseinrichtung 
802 und einer Erfassungscinrichtung 874 zum Empfangen 
von Licht von der Lichtteilungseinrichtung uber eine Polari- 25 
sationseinrichtung 810. Was die Lichtquelle betrifft, kann 
ein Excimer-Laser, wie beispielsweise ein KrF-Excimer-La- 
ser (Wellenlange 248 nm), ein ArF-Excimer-Laser (Wellen- 
lange 193 nm) oder ein F2-Excimer-Laser (Wellenlange 
157 nm), verwendet werden. 30 
[0076] Die Steuereinrichtung 830 des Belichtungsgerats 
arbeitet, um die Informationen des Polarisation szustands, 
die durch eine Berechnung auf der Grundlage eines Aus- 
gangssignals der Erfassungseinrichtung 874 erhalten wor- 
den sind, zu dem Beleuchtungssystem zuriickzufuhren, um 35 
das Beleuchtungssystem kontinuierlich in einera am Besten 
geeigneten Zustand fiir die Belichlung zu halten. Gleichzei- 
dg arbeitet sie, um das Schablonengeriist und das Waferge- 
riist sowie verschiedenen Komponenten zur Einstellung der 
Bclichtungsbcdingung, wie beispielsweise eine (nicht ge- 40 
zeigte) Stopp-Blcnde, zu steuern. 

[0077] GemaB den vorstehend beschriebenen ersten bis 
achten Ausfuhrungsbeispielen konnen die Informationen 
beziiglich des Polarisationszustands Stokes-Parameter, ein 
beliebiger der Stokes-Parameter oder Informationen sein, 45 
die auf die Polarisation bezogen sind und durch eine Berech- 
nung unter Verwendung von Stokes-Parametem erhalten 
werden konnen. Dementsprechend konnen in Bezug auf die 
Bestandteile des Polarisationszustandserfassungssystem 
diejenigen Komponenten verwendet werden, die ledigUch 50 
einem gewunschien Teil des Stokes-Parameter entsprechen. 
[0078] Entsprechend der vorliegenden Erfindung kann 
eine beliebige Anderung in dem Polarisationszustand jedes 
Impulses einer Impulslichtquelle oder der Polarisationszu- 
stand, der schnell anderbar ist, gemessen werden. Femer 55 
kann gemafi der vorliegenden Erfindung der Polarisations- 
zustand von Licht in einem Gerat mit einer Lichtquelle ge- 
messen werden. AuBerdem kann auf der Grundlage des Po- 
larisationszustands des Lichts das Gerat gesteuert werden. 
Ebenso kann gemaB der vorliegenden Erfindung der Polari- 60 
sationszustand eine Lichtquelle in einem Belichtungsgerat 
crfasst werden, wobei auf der Grundlage der crhaltenen In- 
formadonen Belichtungsparameter oder dergleichen koni- 
gien werden konnen. Altemauv hierzu kann gemaB der vor- 
liegenden Erfindung der Polarisationszustand einer Licht- 65 
quelle erfasst werden und die so erhaltenen Informationen 
konnen zu der Lichtquelle zuriickgcfuhrt werden, um Licht- 
emissionsparameter zu korrigieren. 
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Ausfuhrungsbeispiel 9 

[0079] Als nachstcs ist ein Ausfuhrungsbeispiel eines Vor- 
richtungsherstellungsverfahrens beschrieben, das ein Be- 
lichtungsgerat wie das verwendet, das vorstehend beschrie- 
ben ist. 

[0080] In Fig. 9 ist ein Russdiagramm zur Beschreibung 
der Prozedur einer Herstellung verschiedencr Mikrovorrich- 
tungen, wie beispielsweise Halbleitervorrichtungen (zum 
Beispiel Halb lei lerc hips wie IC oder LSI), Hussigkristall- 
felder oder CCD, gezeigt. Schritt 1 ist ein Entwurfsprozess 
zum Entwerfen einer Schaltung einer Halbleitervorrichtung. 
Schritt 2 ist ein Prozess zur Herstellung einer Maske auf der 
Grundlage des Schaltungsmusterentwurfs. Schritt 3 ist ein 
Prozess zur Vorbereitung eines Wafers unter Verwendung 
eines Materials, wie beispielsweise Siliziums. Schritt 4 ist 
ein Waferprozess, der als ein Vorprozess bezeichnet wird, 
wobei unter Verwendung der so vorbereiteten Maske und 
des so vorbereiteten Wafers in der Praxis cine Schaltung auf 
dem Wafer entsprechend der Lithographic gebildet wird. 
Schritt 5, der diesem nachfolgt, ist ein Zusammenbauschritt, 
der als ein Nach-Prozess bezeichnet wird, wobei der Wafer, 
der in Schritt 4 verarbeitet worden ist, in Halbleiterchips 
ausgebildet wird. Dieser Schritt umfasst einen Zusammen- 
bauprozess (Schnciden und Bonden) und einen Verpak- 
kungsprozess (Chipversiegelung). 

[0081] Schritt 6 ist ein Untersuchungsschritt, wobei eine 
Belriebprufung, ein Haltbarkeitspriifung usw. fur die in 
Schritt 5 erzeugten Halbleitervorrichtungen ausgefuhrt wer- 
den. Mit diesen Prozcssen werden Halbleitervorrichtungen 
hergestellt, wobei sie versendel werden (Schritt 7). 
[0082] In Fig. 10 ist ein Russdiagramm zur Beschreibung 
von Details des Waferprozesses gezeigt. Schritt 11 ist ein 
Oxidationsprozess zur Oxidierung der Oberflache eines Wa- 
fers. Schritt 12 ist ein CVD-Prozess zurBildung einer isolie- 
renden Schicht auf der Waferoberflache. Schritt 13 ist ein 
Elektrodenerzeugungsprozess zur Erzeugung von Elektro- 
den auf dem Wafer durch ein Bedampfen. Schritt 14 ist ein 
lonenimplanderungsprozess zur Implanderung von lonen 
bei dem Wafer, Schritt 15 ist ein Photolackprozess zum Auf- 
bringen eines Photolacks (lichtempfindlichen Materials) auf 
den Wafer. Schritt 16 ist ein Belichtungsprozess zum Druk- 
ken des Schaltungsmusters der Maske auf den Wafer durch 
eine Belicbtung durch das vorstehend beschriebene Belich- 
tungsgerat. Schritt 17 ist ein Entwicklungsprozess zur Ent- 
wicklung des belichtclen Wafers. Schritt 18 ist cin Atzpro- 
zess zur Entfemung von Abschnitten, die zu dem entwickel- 
ten Photolackbild verschieden sind. Schritt 19 ist ein Photo- 
lacktrennprozess zum Trennen des Photolackmaterials, das 
auf dem Wafer verbleibt, nachdem er dem Atzprozess unter- 
zogen worden ist. Durch Wiederholen dieser Prozesse wer- 
den Schaltungsmuster iiberlagert auf dem Wafer gebildet. 
[0083] Mit diesen Prozessen konnen Mikrovorrichtungen 
boher Dichte hergestellt werden. 

[0084] Obwohl die Erfindung unter Bezugnahme auf die 
hier offenbarten Strukturen beschrieben worden ist, ist sie 
nicht auf die angegebenen Details beschrankt, wobei diese 
Anmeldung derardge Modifikadonen oder Anderungen ab- 
decken soU, die zur Verbesserung dienen oder in den Be- 
reich der nachstehenden Patentanspruche kommen. 
[0085] Wie cs vorstehend beschrieben ist, kann in einem 
Erfassungssyslem zur Erfassung cincs Polarisadonszustands 
eines Lichts oder einem Stokes-Messgerat zur Erfassung 
von Stokes-Parametem der Polarisadonszustand mit einem 
kompakten Aufbau oder in einer verkurzten Messzeit erfasst 
werden. Das Erfassungssyslem verwendet eine erste Ibi- 
lungscinrichtung zur Tcilung von cinfallcndem Licht in 
zwei Lichtstrahlen mit dem gleichen Polarisadonszustand 
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wie das einfallende Licht, eine Erfassungseinrichtung zur 
Erfassung eines der zwei Lichtstrahlen von der ersten Tei- 
lungseinrichtung iiber eine Polarisationseinrichtung und 
eine Gewinnungseinheit zur Gewinnung von Informationen 
bezuglich des Polarisationszustands des einfallenden Lichts 5 
auf der Grundlage eines Ausgangssignals der Erfassungs- 
einrichtung. 

Patentanspriiche 

10 

1. Polarisationszustandserfassungssystemniit 

einer ersten Teilungseinrichtung zur Teilung von ein- 
fallendem Licht in zwei Lichtstrahlen mit dem gleichen 
Polarisationszustand wie das einfallende Licht, 
einer Erfassungseinrichtung zur Erfassung eines der 15 
zwei Lichtstrahlen von der ersten Teilungseinrichtung 
iiber eine Polarisationseinrichtung und 
einer Gewinnungseinrichtung zur Gewinnung von In- 
formationen bezuglich des Polarisationszustands des 
einfallenden Lichts auf der Grundlage eines Ausgangs- 20 
signals der Erfassungseinrichtung. 

2. Polarisationszustandserfassungssystem nach An- 
spruch 1, wobei der andere der zwei Lichtstrahlen von 
der ersten Teilungseinrichtung in ein vorbestimmtes 
Gerat hineingefuhrt wird, in welchem das einfallende 25 
Licht zu verwenden ist. 

3. Polarisationszustandserfassungssystem nach An- 
spruch 2, wobei die Informationen bezugUch des Pola- 
risationszustands dem vorbestimmten Gerat zugefuhrt 

werden. ^ 

4. Polarisationszustandserfassungssystem nach An- 
spruch 1, wobei die Informationen bezuglich des Pola- 
risationszustands einen Stokes-Parameter umfassen. 

5. Polarisationszustandserfassungssystem nach An- 
spruch 1, wobei das einfallende Licht ein Impulslicht 35 
ist. 

6. Polarisationszustandserfassungssystem nach An- 
spruch 1, wobei die Polarisationseinrichtung eingerich- 
tet ist, den einen Lichtsdrahl in zwei orthogonale pola- 
risierte LichtsU-ahlen zu teilen, und wobei die Erfas- ^ 
sungseinrichtung zwei Erfassungselemente zur jeweili- 
gen Erfassung der zwei polarisierten Lichtstrahlen um- 
fasst. 

7. Polarisationszustandserfassungssystem nach An- 
spruch 6, mit (i) einer zweiten Teilungseinrichtung zur 4 
Teilung des anderen Lichtsttahl von der ersten Tei- 
lungseinrichtung in zwei LichtsUrahlen mit dem glei- 
chen Polarisationszustand wie der andere Lichtstrahl, 
(ii) einer zweiten Erfassungseinrichtung zur Erfassung 
eines der zwei Lichtstrahlen von der zweiten Teilungs- 5 
einrichtung uber eine Polarisationseinrichtung und (iii) 
einer dritten Erfassungseinrichtung zur Erfdssung des 
anderen der zwei LichtsUrahlen von der zweiten Tei- 
lungseinrichtung iiber eine Phasenplatte und eine Pola- 
risationseinrichtung. - 

8. Belichtungsgerat zur Belichtung eines Substrats mit 
einem Muster einer Schablone, mit 

einer ersten Teilungseinrichtung zur Teilung von Licht 
von einer Lichtquelle in zwei LichtsUrahlen mit dem 
gleichen Polarisationszustand wie das Licht von der < 
Lichtquelle, 

einer Erfassungseinrichtung zur Erfassung eines der 
zwei Lichtsuahlen von der ersten Teilungseinrichtung 
uber eine Polarisationseinrichtung und 
einer Gewinnungseinrichtung zur Gewinnung von In- 
formationen beziiglich des Polarisationszustands des 
Lichts von der Lichtquelle auf der Grundlage eines 
Ausgangssignals der Erfassungseinrichtung, 
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wobei die Schablone mit dem anderen der zwei Licht- 
strahlen beleuchtet wird. 

9. Gerat nach Anspruch 8, mit einer Sleuereinrichtung 
zur Steuerung der BelichtungsgroBe auf der Grundlage 
der Informationen bezuglich des Polarisationszustands. 

10. Gerat nach Anspruch 8, mit einer Steuereinrich- 
tung zur Steuerung der Lichtquelle auf der Grundlage 
der Informationen beziiglich des Polarisationszustands. 

11. Gerat nach Anspruch 8, mit einer Polarisationsein- 
richtung zur Steuerung des Polarisationszustands und 
einer Steuereinrichtung zur Steuerung der Polarisati- 
onseinrichtung auf der Grundlage der Informationen 
bezughch des Polarisationszustands. 

12. Gerat nach Anspruch 8, wobei die Informationen 
bezugUch des Polarisationszustands einen Stokes-Para- 
meter umfassen. 

13. Gerat nach Anspruch 8, wobei die Lichtquelle eine 
Impulslichtquelle umfasst. 

14. Gerat nach Anspruch 8, wobei die Polarisations- 
einrichtung eingerichtet ist, den emen Lichtstrahl in 
zwei orthogonale polarisierte Lichtstrahlen zu teilen, 
und wobei die Erfassungseinrichtung zwei Erfassungs- 
elemente zur jeweihgen Erfassung der zwei polarisier- 
ten LichtsU^len umfasst. 

15. Gerat nach Anspruch 14, mit (i) einer zweiten Tei- 
lungseinrichtung zur Teilung des anderen LichtsUrahls 
von der ersten Teilungseinrichtung in zwei Lichtstrah- 
len mit dem gleichen Polarisationszustand wie der an- 
dere LichtsU-ahl, (ii) einer zweiten Erfassungseinrich- 
tung zur Erfassung eines der zwei LichtsUrahlen von 
der zweiten Teilungseinrichtung uber eine Polarisati- 
onseinrichtung und (iii) einer dritten Erfassungsein- 
richtung zur Erfassung des anderen der zwei Licht- 
strahlen von der zweiten Teilungseinrichtung uber eine 
Phasenplatte und eine Polarisationseinrichtung. 

16. Lichtquellenvorrichtung mit 
einer Lichtquelle, 

einer ersten Teilungseinrichtung zur Teilung von licht 
von der Lichtquelle in zwei Lichtstrahlen nnit dem glei- 
chen Polarisationszustand wie das Licht von der Licht- 
quelle, 

einer ersten Erfassungseinrichtung zur Erfassung eines 
der zwei Lichtstrahlen uber eine Polarisationseinrich- 
tung und 

einer Gewinnungseinrichtung zur Gewinnung von In- 
formationen beziiglich des Polarisationszustands des 
Lichts von der Lichtquelle auf der Grundlage eines 
Ausgangssignals von der ersten Erfassungseinrichtung. 

17. Lichtquellenvorrichtung nach Anspruch 16, mit ei- 
ner Steuereinrichtung zur Steuerung der Lichtquelle 
auf der Grundlage der Informationen beziiglich des Po- 
larisationszustands. 

18. Lichtquellenvorrichtung nach Anspruch 16, wobei 
die Informationen beziiglich des Polarisationszustands 
einen Stokes-Parameter umfassen. 

19. Lichtquellenvorrichtung nach Anspruch 16, wobei 
die Lichtquelle eine Impulslichtquelle umfasst. 

20. Vorrichtungsherstellungsverfahren mit Schritten 
zum Teilen von Licht von einer Lichtquelle in zwei 
LichtsU^en mit dem gleichen Polarisationszustand 
wie das Licht von der Lichtquelle, 

zum Erfassen eines der zwei LichtsU-ahlen uber eine 
Polarisationseinrichtung und durch Verwenden einer 
Erfassungseinrichtung, 

zum Gewinnen von Informationen bezuglich des Pola- 
risationszustands des LichU von der Lichtquelle auf 
der Grundlage eines Ausgangssignals der Erfassungs- 
einrichtung, 
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zum Belichten eines Substrats mil einem Muster ciner 
Schablone durch Beleucbten der Schablone mil dem 
anderen Lichtstrahl der zwei Lichtslrahlen und 
zum Entwickeln des belichteten Substrats. 
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